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In an an arrangement for storing and transporting at least one optical component, it is the object of the 
invention to protect the optical components from contamination not only during their storage and 
transport, but also when installing them in operative condition in the optical projection beam path so as 
to ensure their readiness for immediate operation. This object is met in that every optical component is 
fastened in an aligned maimer to a carrier that is provided in a vessel, and a manipulator acts on the 
carrier to transfer the carrier into an optical beam path enclosed by a cleanroom through an airlock 
opening which is formed when the vessel door is open. The arrangement can be used particularly 
when optics must be stored and manipulated so as to be protected from environmental influences. 
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@ Einrichtung zur Aufbewahrung und zum Transport von mindestens einem optischen Bauelement 

® Bei einer Einrichtung zur Aufbewahrung und zum 
Transport von mindestens einem optischen Bauelement 
besteht die Aufgabe, die optischen Eiemente nicht nur bei 
der Lagerung und beim Transport, sondern auch beim 
funktionsfahigen Einbau in den optischen Projektions- 
strahlengang vor Verunreinigungen zu schutzen, so dass 
die sofortige Arbeitsfahigkeit gewahrleistet ist. 
Das wird dadurch erreicht, dass jedes optische Bauele- 
ment justiert auf einem, in einem Behalter vorgesehenen 
Trager befestigt ist, an dem ein Manipulator zum Uberfuh- 
ren desTragers durch eine bei geoffneter Behaltertiir be- 
stehende Schleusenoffnung hindurch in einen, von ei- 
nem Reinstraum umschlossenen optischen Strahlengang 
angreift. 

Die Einrichtung ist besonders dort verwendbar, wo Opti- 
ken vor Umwelteinflussen geschutzt aufbewahrt und ma- 
nipuliert werden mussen. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Aufbe- 
wahrung und zum Transport von mindestens einem opti- 
schen Bauelement, bestehend aus einem Behalter mit einer 
gasdicht schlieBenden Behaltertur und einem in dem Behal- 
ter vorgesehenen Trager fur mindestens eines der optischen 
Bauelemente, wobei an dem Trager ein Manipulator zum 
Hindurchfuhren durch eine bei geoffneter Behaltertur beste- 
hende Schleusenoffnung zu einem Reinstraum angreift. 
[0002] BekanntermaBen werden bei der optischen Litho- 
graphic Chipstrukturen mit Hilfe einer Maske und mit Licht 
auf einen Wafer ubertragen. Wahrend spezielle Laser die flir 
eine hohe Auflosung notwendigen Wellenlangen erzeugen, 
dienen hochauflosende Projektionsobjektivc zur Abbildung 
der Strukturen, wobei den darin enthaltenen hochstauflosen- 
den Lin sen eine zunehmende Bedeutung aufgrund irnmer 
kleiner werdender Chipstrukturen zukommt. 
[0003] Fur die entsprechenden Projektionsobjektivc sind 
Linsen aus optischen Glasern oder Quarzglasem vor allem 
aufgrund ihrer geringen Bestandigkeit gegenuber der kurz- 
welligen Laserstrahlung ungeeignet. Besser verwendbar 
sind Linsen aus hochwertigem Kalziumfluorid, das aller- 
dings sehr anfallig gegenuber Kontaminationen, insbeson- 
dere Wasser ist. So konnen bereits Monowasserlagen, die 
nur schwer von den fluoridischen Oberflachen zu entfernen 
sind, hohc Absorptionsverluste bei Laserwellenlangen un- 
terhalb von 193 nm und insbesondere bei 157 nm zur Folge 
haben. 

[0004] Aus diesem Grund sind die optischen Bauelemente 
in Waferstappern von einer Rcinstraumatmospharc umge- 
ben, indem der Betrieb entweder gasgespiilt oder unter Va- 
kuumbedingungen erfolgt. 

[0005] Das Problem, die Obcrflachen der optischen Ele- 
mente nach ihrer Herstellung so lange vor Verunreinigungen 
zu schutzen, bis deren Inbetriebnahme im optischen Projek- 
tionsstrahlengang erfolgt, ist bisher nicht zufriedenstellend 
gelost, insbesondere wenn verse hlieBb are Behalter, wie bei- 
spielsweise aus der DE692 01 146 T2 oder aus der 
DE 198 13 684 A 1 bekannt, zur Aufbewahrung verwendet 
werden. 

[0006] Bcsonders problematisch ist die Sauberhaltung, 
wenn die Elemente zunachst gelagert. und anschlieBend in 
den Projektionsstrahlengang der Halbleiterfertigungsanlage 
bei Gewahrleistung einer sofortigen Arbeitsfahigkeit iiber- 
fiihrt werden sollen. 

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, dieses Pro- 
blem zu losen, insbesondere die optischen Elemente nicht 
nur bei der Lagerung und beim Transport, sondern auch 
beim funktionsfahigen Einbau in den optischen Projektions- 
strahlengang vor Verunreinigungen zu schutzen. 
[0008] Diese Aufgabe wird bei einer Einrichtung der ein- 
gangs genannten Art dadurch gelost, dass die Behaltertur 
aus zwei senkrecht zur Richtung der Manipulation des Tra- 
gers gegeneinander verschiebbaren Teilen besteht, von de- 
nen ein erster Teil Mitnehmer fur einen Verschluss einer Be- 
und Entladeoffnung einer den Reinstraum umschlieBenden 
Kammer aufweist und ein zweiter, fests tell barer Teil zum 
Verschluss des Behalters dient. 

[0009] Die Mitnehmer greifen wahrend der Montage und 

beim OfTnen des Behalters in den Verschluss ein, so dass ein 

senkrecht zur Richtung der Manipulation erfolgendes Auf- 

ziehen der Behaltertur, bei dem der Verschluss mitgenom- 

men wird, die Schleusenoffnung freigibl. 

[0010] Vorteilhaft besitzen beide Teile der Behaltertur 

voneinander verschiedene Offnungshiibe. 

[0011] In einer ersten Stellung offnet der erste Teil die Be- 

und Entladeoffnung durch die Mitnahme des Verschlusses 
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zum Ausstromen von Schutzgas aus der Kammer fur eine 
Teilereinigung, wahrenddessen der zweite Teil im festge- 
slellten Zustand den Behalter verschlieBt. In mindestens ei- 
ner weiteren Stellung erfolgt dann die Freigabe der Schleu- 
5 senoffnung. 

[0012] Besonders vorteilhaft sind die beiden Teile der Be- 
haltertur in einer zweiten Stellung, bei der die Feststellung 
des zweiten Teils aufgehoben ist, zunachst in eine gemein- 
same Verschiebeposition gebracht, bei der die Be- und Ent- 

10 ladeoffnung vollstandig und der Behalter teilweise geoffnet 
sind, AbschlieBend niimnt dann der zweite Teil durch seinen 
gegenuber dem ersten Teil groBeren Offhungshub in einer 
dritten Stellung eine weitere Verschiebeposition ein, bei der 
auch der Behalter vollstandig geoffnet ist. Im zweiten Teil 

15 kann ein halbautomatischer Sicherheitsmechanismus eingc- 
baut sein, der senkrecht zur Verschiebeposition wirkt und 
den ersten und zweiten Teil mechanisch gegenuber dem Be- 
halter verriegelt. 

[0013] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Behalter zur 
20 Vermeidung von Druckverlusten innerhalb der Kammer mit 
einer Blende zur Begrenzung eines Spaltes versehen ist, des- 
sen Entstehung beim Offnen des Behalters durch eine keil- 
tbrmigc Ausbildung des zweiten Teils begrundet ist. 
[0014] Der in dem Behalter enthaltene Manipulator ist 
25 zum sicheren und schnellen Uberfuhren des Tragers mit je- 
dem der darauf justiert befestigten optischen Bauelemente 
vorgesehen und weist eine Schnittstelle zur Befestigung ei- 
nes verlangernden Manipulatorarms fiir weite Transport- 
wege auf. Bei der Manipulation ist der Trager in verschiede- 
30 nen, in unterschiedlichen Ebenen liegenden Raststellungen 
fixierbar und nur in diesen Raststellungen vom Manipulator 
zu trennen. 

[0015] Mit der Erfindung wird ein optisches Bauelement 
unter Beibehaltung eines definierten Justierzustandes, den 

35 es in einer schutzenden Umgebung aufweist, in eine zu be- 
schickende Anlage iiberfuhrt, um so innerhalb der Anlage 
seiner Abbildungsfunktion ohne zusatzliche Ausrichtungen 
gerecht zu werden. Es besteht ein gleichblcibender Schutz 
der Bauelemente vor Kontaminationen sowohl wahrend der 

40 Lagerung als auch und beim Handling aus dem Behalter her- 
aus in einen reinen Umgebungsraum. Das Handlingrisiko 
fur CaF 2 -Baueiemente wird minimiert. 
[0016] Da der Behalter auch zur Entnahme der optischen 
Elemente aus der Anlage geeignet ist, konnen die kostenin- 

45 tensiven optischen Elemente auf diese Weise einem Wieder- 
aufbereitungsprozess zugcfuhrt werden. Die durch Laser- 
strahlung belasteten optischen Oberflachen konnen in einem 
solchen Prozess nachpoliert und neu beschichtet werden. 
Die derart behandelten optischen Elemente werden zum 

50 Schutz vor Umwelteinfliissen dann im vorjustierten Zustand 
wieder in den Behalter gebracht, um im Bedarfsfall fur den 
Einsatz in einem der Strahlengange einer in Betracht kom- 
menden Anlage zur Verfiigung zu stehen. 
[0017] Ein weiterer Vorteil besteht. in einem schnellen und 

55 leicht handhabbaren Austausch der vorjustierten Bauele- 
mente unter Vermeidung eines Systemstops. Der Behalter 
kann mit der betreffenden Anlage einfach verbunden wer- 
den. 

[0018] Die Erfindung soil nachstehend anhand der sche- 
60 matischen Zeichnung niiher erlautert werden. Es zeigen: 
[0019] Fig. 1 eine Seitenansicht eines geschlossenen 
Transportbehalters 

[0020] Fig. 2 der geschlossene Transportbehalter in einer 
perspektivischen Darstellung 
65 [0021] Fig. 3 eine als Interface fiir den Transportbehalter 
dienende Aufhahmeplatte 

[0022] Fig. 4 die Schnittstelle zum Befestigen des verlan- 
gernden Manipulatorarms 
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[0023] Fig. 5 einen Entriegelungsmechanismus fur den 
Manipulator 

[0024] Fig. 6 den teilweise geoffneten Transportbehalter 
in einer perspektivischen Darstellung von der Seite 
[0025] Fig. 7 den wie in Fig. 6 teilweise geoff neten Trans- 
portbehalter in einer perspektivischen Darstellung von unten 
[0026] Fig. 8 den vollstandig geoffneten Transportbehal- 
ter in einer perspektivischen Darstellung von der Seite 
[0027] Fig. 9 den wie in Fig. 8 vollstandig geoffneten 
Transportbehalter in einer perspektivischen Darstellung von 
unten 

[0028] Fig. 10 einen Schnitt durch den vollstandig geoff- 
neten Transportbehalter mit gleichzeitig geoffnetem Ver- 
schluss fiir eine Be- und Entladeoffnung einer Reinstraum- 
kammer 

[0029] Fig. 11 den vollstandig geoffneten Transportbehal- 
ter mit herausgefahrenem Optiktrager 
[0030] Ein in den Fig. 1 und 2 sowie 6 bis 11 dargestellter 
Behalter 1, der zur Aufbewahrung und zum Transport von 
optischen Bauelementen und zu deren Schutz vor Umwelt- 
einflussen dient, ist mit einem Schleusensystem zur Uber- 
fuhrung der optischen Bauelemente in einen opuschen 
Strahlengang ausgestattet. Eine Behaltertur 2 zum gasdich- 
ten VerschlieJ3en des Behalters 1 ist Bestandteil des Schleu- 
sensystems und besteht aus zwei gegeneinander verschieb- 
baren Teilen 3 und 4, wobei Anschlage 5 und 6 an dem Teil 
4, dem eigentlichen schlieBenden Element, cine erste rela- 
tive Verschiebbarkeit des ersten Teils 3 gegeniiber dem 
zweiten Teil 4 begrenzt. Wahrend beide Teile 3 und 4 zu- 
nachst gemeinsam durch eine lineare Funning des Teils 4 in 
einer Gleitfuhrung des Behalters 1 bis zu einer ersten vorge- 
gebenen Hublange verstellbar sind, besitzt das Teil 4 dar- 
iiber hinaus noch einen erweiterten Hub. Sowohl der Behal- 
ter 1 als auch die Behaltertur 2 sind aus Materialien gefertigt 
oder mit Beschichtungen versehen, bei denen ein Ausgasen 
von storenden Elementen vermieden ist. Geeignet sind z. B. 
Edelstahl, bei dem der Schwefelanteil sehr gering ist oder 
Nickel-Phosphorbeschichtbare Materialien. 
[0031] Vorteilhaft ist der schlieBende Teil 4 keilfbrmig 
ausgebildet, so dass die Behaltertur 2 platzsparend uber ei- 
nen Schiebemechanismus staubdicht und nach Verschrau- 
ben auch vakuumdicht verschlossen werden kann. Erforder- 
liche Dichtungen sind unverlierbar und umlaufend in eine 
Trapeznut 7 eingebracht und wirken im geschlossenen Zu- 
stand des Behalters 1 gegen die schrage Flache 8 des Teils 4. 
[0032] Mitnehmer 9, 10 an dem Teil 3 sind dazu vorgese- 
hen, einen Verschluss 11 einer Be- und Entladeoffnung 12 
an einer nicht dargestellten Reinstraumkammer, in der sich 
der zu bestiickende optische Strahlengang befindet, zu off- 
nen und zu schlieBen. 

[0033] Geschiitzt durch eine abnehmbare Abdeckkappe 
13, die zu Spulzwecken auch mit Anschlussen fiir Schutzgas 
versehen sein kann, enthalt der Behalter 1 einen Manipula- 
tor 14, der an einem Trager 15 fiir mindestens ein darauf ju- 
stiert befestigtes optisches Bauelement 16 in definierten Po- 
siuonen des Tragers 15 losbar angreift. Solche opuschen 
Bauelemente 16 konncn z. B. spczialgereinigtc Zylindcrlin- 
sen, spharische Linsen, optische Ein- und Austrittsfenster 
oder Planoptiken, wie Spiegel sein. 

[0034] Eine mit fedemdem Druckstuck 17 ausgebildete 
Tr an sports ichcrung fixiert den Manipulator 14 beim Trans- 
port sowie bei der Lagerung des Behalters 1 und verhindert 
auch ein Aufsetzen der Abdeckkappe 13 durch seinen Uber- 
stand uber den Aufsetzbereich, solange der Manipulator 14 
nicht wieder arretiert ist. 

[0035] Der Manipulator 14 weist eine Schnittstelle zur 
Befestigung eines verlangernden Manipulator arms 18 in 
Form einer Schraubverbindung 19 auf (Fig. 4). Zur Handha- 
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bung des Tragers 15 mit jedem darauf befestigten optischen 
Bauelement 16 ist es erforderlich, die Lagesicherung 17 ent- 
sprechend der Darstellung in Fig. 5 durch axiale Verschie- 
bung zu losen, um so die Verstellbarkeit des Manipulators 
5 14, die senkrecht zur Verstellung der Behaltertur 2 gerichtet 
ist, herzustellen. 

[0036] Damit diese Verstellbarkeit nutzbringend wirksam 
werden kann, ist im Bereich der Be- und Entladeoffnung 12 
eine als Interface dienende Aufnahmeplatte 20 fiir den Be- 

10 halter 1 angebracht, die gemafi Fig. 3 Stifle 21, 22 und 23 
zum lageorientierten Aufsetzen des Behalters 1 sowie Ge- 
windebohrungen 24, 25 enthalt, in die durch den Behalter 1 
unverlierbar hindurchgefuhrte Spindeln 26, 27 zu dessen 
Befestigung eingeschraubt werden konnen. Der Stiff 23 be- 

15 sitzt noch eine weitere Funktion, indcm dieser als Betati- 
gungselement zur Freigabe eines Arretierungsschiebers 28 
dient, mit dem eine Sicherung des schlieBenden Teils 4 der 
Behaltertur 2 erfolgt, wenn der Behalter 1 nicht auf die Auf- 
nahmeplatte 20 aufgesetzt oder wenn die Behaltertur 2 au- 

20 Berhalb des Systems geoffnet werden soil. 

[0037] Die Mitnehmer 9 und 10 sind durch Langsnuten 
29, 30 hindurchfuhrbar, um zum Offnen des Verschlusses 11 
in diesen eingreifen zu konncn. Ist der Behalter 1 auf die 
Aufnahmeplatte 20 aufgesetzt und der Verschluss 11 geoff- 

25 net (Fig. 10), so ist der Transportweg fur den zu manipuiie- 
renden Trager 15 und jedes darauf belindliche optische Bau- 
element 16 uber ein Durchtrittsfenster 31 in der Aufnahme- 
platte 20 und die Be- und Entladeoffnung 12 bis zu dem op- 
tischen Strahlengang in der Reinstraumkammer freigege- 

30 ben. 

[0038] Des Weiteren besitzt der Behalter 2 Anschlussc 32, 
33, uber die unerwiinschte Substanzen durch eine Spiilung 
mit Schutzgas (Stickstoff) oder durch Evakuierung entfernt 
werden konncn. Vorteilhaft fuhrt man diese MaBnahmen ab- 

35 wechselnd durch. 

[0039] Zur Uberfuhrung des in dem Behalter 1 befindli- 
chen Tragers 15 mit jedem darauf justiert befestigten opti- 
schen Bauelement 16 in den optischen Strahlengang wird 
der Behalter 1 auf die Aufnahmeplatte 20 aufgesetzt und mit 

40 den Spindeln 26, 27 verse hraubt. Bei diesem Vorgang grei- 
fen die Mitnehmer 9, 10 an dem Teil 3 durch die Langsnuten 
29, 30 in der Aufnahmeplatte 20 hindurch in den als Schleu- 
senschieber ausgebildeten Verschluss 11 der Be- und Entla- 
deoffnung 12 (Fig. 10) ein. 

45 [0040] Durch Aufziehen des ersten Teils 3 der Behaltertur 
2 um etwa 10 mm bis zu dessen Anlage an den Anschlagen 
5, 6 des zweiten Teils 4 wird der Verschluss 11 mitgenom- 
men und offnet die Be- und Entladeoffnung 12 in der Rein- 
straumkammer so weit, dass ein ausstromender Schutzgas- 

50 strom die lose aneinander anliegenden Teile 3, 4 der Behal- 
tertur 2, der Aufnahmeplatte 20 und des Verschlusses 11 rei- 
nigen kann. 

[0041] Nach dem Spiilvorgang, bei dem der Behalter 1 
durch den zweiten Teil 4 der Behaltertur 2 noch verschlos- 

55 sen ist, kann der mit Ililfe des Stiftes 23 freigegebene Arre- 
tierungsschieber 28 betatigt werden, wodurch sich nun auch 
der zweitc Teil 4 beim weiteren Aufziehen des ersten Teils 3 
mitnehmen lasst und der Behalter 1 geoffnet wird. 
[0042] In vorteilhafter Weise ist bei der vorliegenden Aus- 

60 funning ein Hubausgleich fiir unterschiedliche Hube des 
Verschlusses 11 und der Bchaltertiir 2 vorgesehen, indcm 
der zweite Teil 4 der Behaltertur 2 iiber einen erweiterten 
Hub gegeniiber dem ersten Teil verfugt. Somit kann der 
zweite Teil 4 weiter aufgezogen werden, nachdem der erste 

65 Teil 3 seine Endlage durch den Anschlag der Mitnehmer 9, 
10 in den Langsnuten 29, 30 der Aufnahmeplatte 20 erreicht 
hat (Fig. 8 und 9). 

[0043] Zur Vermeidung von Druckverlusten innerhalb der 
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Reinstraumkammer ist der Behalter 1 in vorteilhafter Weise 
im Tiirbereich mit einer Spaltbegrenzung in Form einer 
Blende 34 versehen, die zu der schragen Flache 8 des keil- 
formig ausgebildeten schlieBenden Teils 4 immer einen im 
Wesentlichen konstanten Spalt von etwa 1/10 bis 2/10 mm 5 
freilasst. Bei der Blende 34 handelt sich urn ein fedemdes 
Gleitstiick, dessen AuBenbereiche als LinienfUhrungen auf 
der schragen Flache 8 aufliegen und das iiber eine zwischen 
den LinienfUhrungen vorgesehene Aussparung den im We- 
sentlichen konstant bleibenden Spalt freilasst. Ein Zerkrat- 10 
zen der Schragenoberflache wird vermieden, indem die Li- 
nienfuhrung auf einer Gleitflache auBerhalb des Dichtungs- 
bereiches erfolgt. 

[0044] Sind der Behalter 1 und die Be- und Entladeoff- 
nung 12 vollstandig geoffnet, kann der Trager 15 mit jedem 15 
darauf justiert befestigten optischen Bauelement 16 mit 
Hilfe des Manipulators 14 in den optischen Strahlengang 
Uberfuhrt und dort zum Verbleib in einer Arbeitsstellung po- 
sitioniert und fixiert werden, nachdem die Abdeckkappe 13 
abgenommen, der verlangernde Manipulatorarm 18 ange- 20 
schraubt und die Transportsicherung 17 aufgehoben ist. 
[0045] Die sofortige Arbeitsfahigkeit der in den optischen 
Strahlengang iiberfuhrten Objekte wird durch die Vorjustie- 
rung jedes optischen Bauelements 16 auf dem Trager 15 er- 
reicht. Dadurch reicht es aus, dass das uberfuhrte Objekt le- 25 
diglich gegen Referenzpunkte angelegt werden muss, um 
diesen gcwunschten Zustand herzustellen. Je nach Art des 
optischen Bauelementes konnen diese Referenzpunkte un- 
terschiedlich gestaltet sein. 

[0046] Um ein Durchfallcn des Manipulators 14 und so- 30 
mit einen Verlust des optischen Bauelementes 16 zu verhin- 
dern, sind in den Trager 15 Nuten 35, 36 eingearbeitet, in die 
zur Einstellung verschiedener, in unterschiedlichen Ebenen 
liegender Raststellungen innerhalb des Behalters 1 und in- 
nerhalb der Reinstraumkammer befindliche Federdruck- 35 
stifte einrasten. Nur in diesen Raststellungen kann der Mani- 
pulator 14 von dem Trager 15 getrennt werden, indem eine 
Schraubverbindung nur bei bestehender Feststellung des 
Tragers 15 durch die Rast zu losen ist. 

[0047] Der Manipulator 14, der in dieser Ausfuhrung vor- 40 
teilhaft in dem Behalter 1 integriert ist, kann in einer ande- 
ren Ausfuhrung als extcrnc Handhabungseinrichtung auch 
auBerhalb des Behalters 1 angeordnet vorgesehen sein. 
[0048] Nachdem der Manipulator 14 von dem Trager 15 
getrennt und wieder in den Behalter 1 zuruckgefuhrt worden 45 
ist, erfolgt das SchlieBen des Behalters 1 und seine Tren- 
nung von der Aufnahmeplatte 20 in umgekehrter Reihen- 
folge zum Aufsetz- und Offnungsvorgang. 

Patentanspriiche 
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2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass beide Teile (3, 4) voneinander verschie- 
dene Offnungshube aufweisen. 

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die beiden Teile (3, 4) in einer Richtung 
senkrecht zur Manipulation des Tragers (15) in unter- 
schiedliche Stellungen verschiebbar sind, wobei der er- 
ste Teil (3) in einer ersten Stellung die Be- und Entlade- 
off nung (12) durch die Mitnahme des Verschlusses (11) 
zum Ausstromen von Schutzgas aus der Kammer fiir 
eine Teilereinigung offnet, wahrenddessen der zweite 
Teil (4) im festgestellten Zustand den Behalter (1) ver- 
schlieBt und dass in mindestens einer weiteren Stellung 
die Freigabe der Schleusenoffnung erfolgt. 

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass in einer zweiten Stellung, bei der die 
Feststellung des zweiten Teils (4) aufgehoben ist, die 
beiden Teile (3, 4) in eine gemeinsame Verse hiebepos- 
ition gebracht sind, bei der die Be- und Entladeoffhung 
(12) vollstandig und der Behalter (1) teil weise geoffnet 
sind und dass in einer dritten Stellung der zweite Teil 
(4) durch einen gegenuber dem ersten Teil (3) groBeren 
Offnungshub in eine weitere Verschiebeposition ge- 
bracht ist, bei der auch der Behalter (1) vollstandig ge- 
offnet ist. 

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Behalter (1) zur Vcrmeidung von 
Druckverlusten innerhalb der Kammer mit einer 
Blende zur Begrenzung eines Spaltes versehen ist, des- 
sen Entstehung beim Offnen des Behalters (1) durch 
eine keilformige Ausbildung des zweiten Teils (4) be- 
griindet ist. 

6. Einrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass der in dem Behalter (1) 
enthaltene Manipulator (14) zum gemeinsamen Uber- 
fuhren des Tragers (15) mit mindestens einem darauf 
justiert befestigten optischen Bauelement (16) vorgese- 
hen ist. 

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Manipulator (14) eine Schnittstelle 
zur Befestigung eines verlangernden Manipulatorarms 
(18) aufweist. 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Irager (15) bei der Manipulation in 
verschiedenen, in unterschiedlichen Ebenen liegenden 
Raststellungen flxierbar ist 

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine Trennung des Manipulators (14) 
von dem Trager 15 nur in den Raststellungen vorgese- 
hen ist. 
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1. Einrichtung zur Aufbewahrung und zum Transport Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 

von mindestens einem opuschen Bauelement, beste- " " 

hend aus einem Behalter mit einer gasdicht schlieBen- 
den Behaltertiir und einem in dem Behalter vorgesehe- 55 
nen Trager (15) fiir mindestens eines der optischen 
Bauelemente, wobei an dem Trager (15) ein Manipula- 
tor (14) zum Hindurchfuhren durch eine bei geofTneter 
Behaltertiir (2) bestehende Schleusenoffnung zu einem 
Reinstraum angreift, dadurch gekennzeichnet, dass 60 
die Behaltertiir (2) aus zwei senkrecht zur Richtung der 
Manipulation des Tragers gegeneinander verschiebba- 
ren Teilen (3, 4) besteht, von denen ein erster Teil (3) 
Mitnehmer (9, 10) fur einen Verschluss (11) einer Be- 
und Entladeoffnung (12) einer den Reinstraum um- 65 
schlieBenden Kammer aufweist und ein zweiter, fest- 
stellbarer Teil (4) zum Verschluss des Behalters (1) 
dient. 
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